
中国高品质显微镜专业制造商

为半导体行业定制设计·丰富的测量工具

方便的人机交互·开放的平台·便捷数据管理

智能·精准·简洁·高效

MT-F2000
Climbing height gauge

这是一款更符合您需求的爬胶高度测量仪

MT-F2000
爬胶高度测量仪

二代新品
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全新二代银浆（爬胶）高度测量仪 MT-F2000 集多项创新于一身，从外观到性能都紧跟国际领先设计风向，

致力于拓展工业领域新格局。秉承不断探索、不断超越的品牌设计理念，为客户提供完善的工业检测解决方案。

银浆（爬胶）高度 45 度检测系统是半导体银浆 silver paste 高度专业检测仪器，也称之为银浆厚度检测仪；

在半导体芯片加工中，需要对芯片 die 中的晶圆 wafe 进行银浆固定，这就需要对固定工艺进行检测，已判断银

浆的高度或厚度是否达到指定的技术指标；此系列检测仪是此工艺专业检测仪器，通过显微镜非接触图像识别

的方式进行观察及量测，配专业相机、软件及固定治具；快速有效的检测此工艺技术指标。

MT-F2000 系列爬胶高度测量仪主要用于半导体、led 封装行业，上芯后银浆爬芯的高度，银浆溢出（Fillet

Height）以及占比児婻量仪
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成像效果展示 Imaging effect display

型号
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